Priloha ¢. 1 kupnej zmluvy

TECHNICKA SPECIFIKACIA

Elektronovy mikroskop s prislusenstvom — 1komplet

— Skenovaci elektronovy mikroskop s moznostou prace vo vysokom a nizkom vakuu s katédou
typu FE Schottkyho emitor, LaB6 alebo ekvivalent
— Detektory SE, BSD a EDS
— Energetické rozliSenie EDS detektora: MnKa, min. 20 000 cps pri 130 eV
— Moznost vkladania vzoriek do komory skenovacieho elektronového mikroskopu s priemerom
min. 200 mm
— Rozlisenie vo vysokom vakuu: min. 3 nm pri 30 kV a min. 8 nm pri 3 kV
— Hrani¢na hodnota tlaku v nizkom vdkuu 400 Pa alebo lepsia
— Urychlovacie napatie v rozsahu min. 0,3 kV - 30 kV
— Prud sondy v rozsahu min. 2 pA —200 nA
— Priame zvacésenie v rozsahu min. 8x - 300 000x
— Analyticka pracovna vzdialenost max. 10 mm
— Kompucentricky alebo eucentricky stolik s pohybom min. v 5 osiach x,y, z, Ta R;
X =min. 80 mm, Y = min. 40 mm, Z = min. 35 mm, T = min. v rozsahu -30° aZ +50°, R = min.
360°.
— Color CCD nahladova kamera
— Navigacnd kamera
— PrisluSenstvo:
e Naprasovacka (Sputter coater)
e Zariadenie na pripravu vzoriek CPD (critical point dryer)

Pristroj musi byt kompatibilny v korelativnej mikroskopii s optickymi mikroskopmi ZEISS, ktoré
verejny obstaravatel vlastni.

Vypracoval: Mgr. J. Littva, PhD.

Nazov projektu: Realizacia programov starostlivosti o NPP Deméanovské jaskyne a NPP Zapol'na jaskyna
ITMS2014+ kod: 310011v993
Operacény program: Kvalita Zivotného prostredia



